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ÚÚvod k EHD mazvod k EHD mazáánníí

1   2   3 4   5   6   7   8   9  …14

EHD nastává během deformace nekonformních povrchů při vysokém zatížení. 
Vysoké zatížení, je přenášeno malou plochou, způsobuje dočasné zvýšení
viskozity maziva, které je zachyceno mezi deformované protilehlé povrchy.

Tento tlak pak zapříčiňuje lokální elastické deformace třecích povrchů. Při tomto 
mazání jsou elastické deformace třecích povrchů přibližně stejně velké jako 
velikost molekul maziva.

Experimentální zařízení pro studium tenkých 
mazacích filmů

EHD mazací film. Tloušťka mazacího filmu pro bodový 
a liniový kontakt. [P. Bloudíček - FME, Brno]
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ShrnutShrnutíí sousouččastnastnéého stavu ho stavu –– stacionstacionáárnrníí podmpodmíínkynky
Velký počet studií je zaměřen na výzkum procesů probíhajících 
v mazaných kontaktech za ustálených podmínek.
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minimum tloušťky filmu
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ShrnutShrnutíí sousouččastnastnéého stavu ho stavu –– nestacionnestacionáárnrníí podmpodmíínkynky
Ve skutečnosti nejsou provozní podmínky (zatížení, rychlosti třecích 
povrchů a jejich geometrie) konstantní, ale nestacionární – proměnné a 
dochází k jejich významným změnám v čase.
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ČČasový plasový pláán a n a úúkoly pro experimentkoly pro experimentáálnlníí ččáástst
I. etapa

Studium problematiky mazání třecích povrchů za neustálených provozních 
podmínek.
-> duben 2006

II. etapa 
Odladění vysokorychlostní záznamové techniky pro studium mazacích filmů a 

realizace ověřovacích měření.
-> únor 2007

III. etapa
Úvodní experimenty zaměřené na studium mazání třecích povrchů za podmínek 
čistého valení.
-> prosinec 2007 

IV. etapa
Experimenty zaměřené na studium vlivu prokluzu na chování mazacích filmů.

-> duben 2008.
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CCíílele

Zajištění funkce mazaných kontaktů v kritických fázích 
provozu.

Aplikace kolorimetrické interferometrie v kombinaci s 
vysokorychlostní barevnou kamerou.

Ověření stávajících teoretických modelů používaných při 
návrhu strojních uzlů.
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Postup Postup řřeeššeneníí –– odladodladěěnníí CMOS kamery a SWCMOS kamery a SW
Odladění vysokorychlostní CMOS kamery a jejího software 
se 100 W halogenovým světelným zdrojem.
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CMOS kamera X-Stream™ VISION XS-3 X-VISION vyhodnocovací software

CMOS kamera 
~600 snímků /s  
1280x1024 pixelů
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PPřřipojenipojeníí 1kW xenonov1kW xenonovéého svho svěětelntelnéého zdrojeho zdroje
Maximální tepelné zatížení světlovodivého vlákna 40 °C, proto 
implementováno dichroické zrcadlo.
Dichroická zrcadla odrážejí světlo ve viditelné oblasti a v UV, IR 
(nežádoucí) záření propouštějí.
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Xenonový světelný zdroj 1000W Polopropustné zrcadlo
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OdstranOdstraněěnníí vznikajvznikajííccíího tepla soustavyho tepla soustavy
Germanium a jiné polovodiče odrážejí ve viditelné oblasti jako kovy, ale 
v IR oblasti se stávají průhlednými.

http://www.u.arizona.edu/~waisze/report.html
http://www.odlcoating.com/products/cold_mirrors.html
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Synchronizace CMOS kamerySynchronizace CMOS kamery

Synchronizace kamery s kuličkou 
pomocí TTL pulsu
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Čítač pulsů

Inkrementální čítač
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PPřřííprava vzorkprava vzorkůů…… Požadovaná drsnost povrchu –> ~0.012 µm
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NNáásledujsledujííccíí ccíílele

Dořešení synchronizace CMOS kamery pomocí TTL 
pulsů.  

Experimenty zaměřené na hladký kontakt a reverzaci 
pohybu.
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Děkuji za pozornost...
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